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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis von Sauerstoff in Glihlampen wahrend des

Fertigungsprozesses. ErfindungsgemaB erfolgt die Erfassung von fehlerhaften Glihlampen in ein oder mehreren

MeRpositionen und eine Aussortieriing der fehlerhaften Glihlampen in der Art, daB

_ die Glithiampen im Zeitbereich von 16 5-1s mit 10%-40% der Betriebsspannung oder 30%-70% der Stromstarke
bei Betriebsspannung petrieben werden

_die Glithlampen einer oder mehreran MeBpasitionen zugefiihrt werden, wobei sie an eine konstante Strom- oder
Spannungsquelle angaeschlossen werden und die Messung mit 30%—70% der Betriebsstromstérke ader 10%—40%
der Betriebsspannung vorgenommen wird

_ zur Bewertung der Glilhlampen in der jeweiligen MeBposition die Helligkeit oder der Spannungsabfall oder der
Lampenstrom durch entsprechende Auswerteeinheiten erfalt und ausgewertet wird,
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Patentanspriiche:

1. Verfahren zum Nachwaeis von Sauerstoff in Gluhlampen wéhrend des Fertigungsprozesses, mit
dem die Erfassung der fehlerhaften Gliihlampen in siner oder mehreren MoRpositionen erfolgt und
die MeRergabnisse liber Auswerteeinheiten eine Aussortierung der fehlerhaften Gliihlampen
bewirken, gekennzeichnet dadurch, daR
— die Glihlampen im Zeitbereichvon 15s-1s mit 10%—40% der Betriebsspann ung oder 30 %~70%
der Betriebsstromstérke bei Betrisbsspannung betrieben werden

- die Glithlampen einer oder mehreren MeRpositionen zugefiihrt werden, wobei sie an eine
konstante Strom- oder Spannungsquelle angeschlossenwerden unddie Messung mit 30%~70%
der Betriebsstromstarke oder 10%—40% der Betriebsspannung vorgenommen wird

— zur Bewertung der Gliihlampen in der jeweiligen MeBposition die Helligkeit oder der
Spannungsabiall oder der Lampenstrom durch entsprechende Auswerteeinheiten erfalt unu
ausgewertet wird.

2. Verfahren zum Nachweis von Sauerstoff nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daf3 die
Erfassung der Helligkeit oder des Spannungsabfalls oder des Lampenstroms in nur einer
MeRposition erfolgt, wobei die srmittelten MeBwerte mit vorgagebenen Werten fur den jeweiligen
Lampentyp in der Auswerteeinheit verglichen werden.

3. Verfahren zum Nachweis von Sauerstoff nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daB3 die
Erfassung der Helligkeit oder des Spannungsabfallsinnur einer MeRposition erfolgt, wobei jewails
gine Priiflampe mit einer Vergleichslampe in Reihe geschaltet wird und die ermittelten Mef3werte
beider Gliihlampen in der Auswerteeinheit verglichen werden.

4. Verfahren zum Nachweis von Sauerstoff nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daB die
Erfassung der Helligkeit oder des Spannungsabfalls in nur einer MeRposition erfolgt, wobei jeweils

gine Priiflampe mit einer Vergleichslampe 2ueinander parallel geschaltet wird und die ermittelten MeRwerte

beider Gliihlampen in der Auswerteeinheit verglichen werden.

5. Verfahren zum Nachweis von Sauerstoff nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daf} die
Erfassung der Helligkeit oder des Spannurgsabfalls oder des Lampenstroms in zwei MeRpositionen
erfolgt, wobei die Gliihlampen swischen den beiden MeRpositionen an einer Spannungsquelle
angeschlossen und mit einer Spannung betrieben werden, die zum sicheren Abdampfen einer
vorhandenen Oxidschicht fiihrt.

Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis von Sauerstoff in Glithlampen withrend des Fertigungsprozesses.

Charakteristik des bekannten Standes der Tachnik

Wihrend des Fertigungsprozesses von Gliihtampen als auch bei einem sich anschlieBenden Lagerprozesses fihren
Undichtigkeiten zwischen den Stromaufiihrungsdrihten und den sie umgebenden Glas, feine Risse oder kleinste Offnungen
2wischen dem Kolbenund dem Teller des LampenfuBes als auch Glasrisse im Kolben undim Tellerzu fehlerhaften Glihlampen.
Die defakten Stellen sind mitunter so klein, daf der Sauerstoff aus der Atmosphére nur sehr langsam in die Glihlampe
sinzudringen vermag. Dadurch kann wihrend der normalen Funktionsprobe dieser schadliche Einflu nicht immer festgestelit
werden. Die fehlerhaften Gliihiampen gelangen somit unbewuBt zum Verbrauch und fihrenzu Beanstandungan. Der Hersteller
ist demzufolge bestrebt, diesen Mangel zu beseitigen und dariiber hinaus eine Priifmethode zum friihzeitigen Erkennen
derartiger fehlerhafter Glihlampen anzuwenden, .m den technologischen ProzeR zur Minimierung solcher Lampen zielgerichtet
2u steuern,

Eine einfache Prifmethode basiert darauf, die oroduzierten Glithlampen mehrere Tage beim Hersteller zu lagern und bei dem
nachfolgendun Priifprozef durch visuelle Kontrolle fehlerhafte Gliihlampen, die sich durch einen mehr und minder starkem
Beschlag von fliichtigem Wolframoxid {WO5) auf der Kolbenwandung kennzeichnen, auszuselektieron. Dieser Prozef erfordert
2ur Erkennung von fehlerhaften Glihlampen mit feinsten Lecks eine sehr grofie Konzentration der Arbeitskraft und ist fir
Priifautomaten mit einer Leistung von tiber 3000 Stiick pro Stunde nicht mehr anwendba. Eine Erkennung des Oxidbelages
raittels bekannter Strahlungsempfiéinger im Reflexions- baw. Durchlichtverfahren erweist sich fir kieinste noch erkennbare
Oxidniederschiiige auf der Kolbenwandung nicht als empfindlich genug.

Bekannt sind weiterhin eine Reihe von Verfahran baw. Methoden zum Nachweis von Sauerstoffverunreinigungenin
Glohlampen. Grundlage dieser Priifmethoden ist die Anregung des Lampengases mittels Hochfrequenz.

Die h#ufigste Methode basiert auf der Messung der Lichtintensitéit des angeregten Lampengases. Nachteilig hierbei ist jedoch,
daR die Lichtintensitét in sehr starkem MaBe von der Zusammensetzung des Lampengases, der Anregungsenergie der
Hochfrequenz abhangt und des weiteren der Nachweis von Sauerstoff erst ab 1000ppm moglich ist, Bei der
Hochfrequenzanregung kdnnen die MeRergebnisse verfilscht werden, besonders bei Verunreinigungen des Fiillgases durch
Kohlenwasserstoffe.
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In der US-PS 3194110 ist ¢in Verfahren zum Nachwels von Sauerstoffverunreinigungen durch Hochfrequenzstrahlung
beschrieben, das eine hohe Empfindlichkeit besitzt. Nachteilig wirken sich jedoch aus, daf zur Erzeugung des erforderlichen
Cyan-Radikal-Molekularspektrums dem (iblichen Lampenfiligas noch Zusétze von Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstotfgase
zugsfiihrt werden missen und &uBerst aufwendige und hochempfindliche MeRBapparaturen erforderlich sind. Die
Zuverlissigkeit ist unter harten Produktionsbedingungen nichtimmer gewihrleistet. Mit der Nutzung von Hochfrequenz sind
besondere Abschirmungen gegentiber der MeBvorrichtung erforderlich. Glaichfalls ist zur Einhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen eine weitere Abschirmung gegeniiber den Bedienkréften notwendig. Verschleifferscheinungen
des HF-Ger#tes wirken sich nachtellig auf die Stabilitét und Qualitét des Priifprozesses aus.

2iel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, ein unkompliziertes Priifverfahren zum Nachwaels von Sauerstoffverunreinigungen in Gliihlampen mit
hoher Zuverlissigkeit und einfachen Baugruppen anzugeben, das sich in Fartigungslinien mit hohen Taktzsiten als auch in
separate Prifautomaten integrieren 186t.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Erkennen von Sauerstoffverunreinigungen in Gliihlampen
withrend des Fertigungsprozesses zu schaffen.
ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch geldst, daB eine Erfassung der fehlerhaften Gliihlampen in ein oder mehreren
MeRpositionen und eine Aussortierung der fehlerhaften Gliihlampen in der Art erfolgt, dald
— die Gliihlampen im Zeitbereich von 155-1s mit 10%-40% der Betriebsspannung oder 30%~70% der Betriebsstromstéarke bei
Betriebsspannung betrieben werden
— die Gliihlampen siner oder mehreren MeRpositionen zugefiihrt werden, wobei sie an eine konstante Strom- oder
Spannungsquelle angeschlossen werden und die Messung mit 30%—70% der Betriebsstromstirke oder 10%~40% der
Betriebsspannung vorgenommen wird
— zur Bewertung der Glihlampenin der jeweiligen MeRposition die Helligkeit oder der Spannungsabfall oder der Lampenstrom
durch entsprachende Auswertesinheiten erfaBSt und ausgewertet wird.
Wenn die Erfassung der Helligkeit oder des Spannungsabfalls oder des Lampenstroms in nur einer MeBposition erfolgt, dann
werden die ermitteltan MeBwerte mit vorgegebensr: Werten fiir den jeweiligen Lampentyp in einer Auswarteeinheit verglichen
oder es werden die MeBwerte einer Priif- mit einer Vergleichslampe in Reihen- bzw. Parallelschaltung in einer Auswerteeinheit
verglichen.
Erfolgt die Erfassung der Helligkeit oder des Spannungsabfalls oder des Lampenstroms in2wei MeBpositionen, dann werden die
Glilhlampen zwischen den beiden MeBpositionen an einer Spannungsquelle angeschlossen und mit einer Spannung von
mindestens 419 ihrer Betriebsspannung betrisben, die zum sicheren Audampfen einer eventuellen Oxidschicht fuhrt.
Ausgangspunkt zum Erkennen sehr feiner Sauerstoffverunreinigungen im Lampeninneren sind sehr stabile niedere
Wolframoxide (W03, W20s bis W40y), die sichim Temperaturbereich der Glihwendel von 773K bis 973K ausbilden. Diess
basitzen im Gegensatz 2um bekannten duferst flichtigem Wolframoxid WO einen sehr geringen Dampfdruck und haften fest
auf der Drahtoberflécha. Kleinste Sauerstoffmengen fiihren, wenn die Lampen zielgerichtet mit einer kleinen Spannung zur
Gewihrleistung einer Glihwendeltemperatur von 773K bis 973K hetrieben werden, innerhalb einer kurzen Zeitspanne zur
Ausbildun, derartiger Oxidschichten. Die Farbe der Oxidschichten reichen von schokoladenbraun fiir WO, bis zu blauviolett fiir
W;0s-W,01. Der Gesamtfarbton ist bei Ausbildung der Oxide nahezu schwajz. Diese Oxidschichten, deren Dicke unterhalbvon
1um liegen, bewirken eine bedeutende Verinderung des spektralen Emissionsvermdgens von Wolfram. Die Glilhwendel aus
Wolfram stellt einen selektiven Strahler dar, dessen Maximum des spektralen Emissionsvermdgens im Bereich von 0,2-0,5um
liegt und der einen deutlichen Abf:" 1gs Emissionsvermégens im Intrarotbereich hat. Dagegsn lingt das spektrale
Emissionsvermbgen der Clihwendel mit einer Oxidschicht in der Nihe eines schwarzen Strahlers mit einem hoheren
Emissionsgrad als Wolfram, besonders im Infrarotbareich. Die Ausbildung der Oxidschicht erfolgt unabhingig von den in der
Lampe benutzten Gasarten. Eine Eichung des MeRverfahrens auf das Lampenfiillgas entféllt daher. Spezielle Gaszusiitze oder
Anregungsbedingungen sind nicht erforderlich. Wenn die Gliilhlampe entsprechend dem vorgeschlagenen Verfahren
vorgebrannt wird, bewirken vorhandene Sauerstoffverunreinigungan in jedem Fall die Ausbildung einer Oxidschicht, deren
Dicke von dem vorhanden Sauerstoff abhéingt. Bildet sich bei diesem Verfahrensschritt eine Oxidschicht, ist sie immer ein
Kennzeichen fiir den durch vorhandene Lecks eindringenden Luftsauerstoff oder fiir durch unsachgem#Re Fertigung in der
Lampe verbliebenen Sauerstoffanteil. Wird die Gliihwendel siner Gliihlampe mit Sauerstoffanteilen im Lampenkolben im
Temperaturbereich von 773K-973K betrieben, hat sie aufgrund des héheren Emissionsyrades gegeniiber einer Glihwendel
ohne Oxidschicht eine héhere Gesamtstrahlung und bendtigt daher auch eine hdhere elektrische Leistung. Werden eine
fohlerhafte und eine Priiflampe gleichen Typs mit gleicher Stromstirke in dem genannten Temperaturbereich betrieben, flihrt
das hohere Emissionsvermdgen der fehierhaficn Lampe 2u siner deutlichen Abkiihlung der Walframwendel und durch das
Widerstandsverhalten von Wolfram zu einer Verringarung des Spannungsabfalls Giber diese Lampe. Daraus ergibt sich, daB bei
gleicher Stromaufnahme die Priiflampe und die fohlerhafte Lampe einen unterschiedlichen Spannungsabfall und in stérkerem
MaRe auf Grund des unterschiedlichen spektralun Emissionsgrades eine unterschiedliche Strahlungsleistung besitzen. Diese
Effekte werden zum Nachweis von Sauerstoff in den Glithlampen genutzt, Der Aufwand des Verfahrens istim Vergleich zu den
bekannten Verfahren mit der gleichen technischen Aufgabe #uBerst gering und erfordert keine komplizierten MeBvorrichtungen.
Die Anwendung des Verfahrens fiir Maschinen mit geringen Taktzeiten ist durch die geringe Vorbrennzsit ebenfalls maglich.
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Ausfihrungsbelsplele

Die Erfindung soll nachstehend anhand mehrerer Ausfilhrungsbelspiele néher erliiutert werden.

Der Veriahransablauf zum Nachweis von Sauerstoffverunrainigungen in Gliihlampen wird in folgende Verfahrensschritte

unterteilt:

— Vorbrennen der Clihlampen zur Ausbildung der erforderlichen nledaren Oxidschicht bei Anwesenheit von Sauersicff mit
einer Spannung von 10%—40% der Batriebsspannung und in einem Zeitbereich von 15s-1s,

~ Messung der Glihlampen beziiglich ihrer Helligkelt oder des Spannungsabfalis oder des Lampenstroms bei konstanter
Stromstirke oder konstanter Spannung und

- Auswertung der ggwonnenen MeRergebnisse.

Die Mazsung in einer MeBposition kann mit nur einer Glihlampe oder zwei in ieihe oder parallel geschalteter Gliihlanipen

durchgefiihrt werden. Weiterhin kann die Messung mit nur ainer Glihlam:se in zwei MeRpositionen erfclgen.

Belsplel 1 ’

An sina 24-V-21-W-Gliihiampe wird 3s eine Spannung von 5,5V angelegt, wobei sich bei Varhandensein von Sauerstoff auf der
Glithwendel sine niedere Oxidschicht ausbildet. Nach diesem Verfahrensschritt wird die Gliihlampe der MeRposition zum
Ermitteln der Sauerstoffverunreinigungen zugefihrt. Dabei wird sie mit einer konstanten Stromstéirke von 0,45 A betrieben. Der
vom lichtelektrischen Empféinger gemessene Helligkeitswert wird in einer Auswerteeinheit mit einem fest vorgegebenon
Soliwert verglichen. Erreicht die zu prilfende Glihlampe nicht den vorgegebenen Sollwert, steuert die Auswerteeinhait eine
mechanische Baugruppe an, die die fehlerhafte Gliihlampe aussortiert.

Belsplel 2

Die zu priifende Gliihlampe wird mit einer Vergleichslampe gleichen Typs ir Reihe geschaltet. An beide Gliihlampen wird eine
Gesaratspannung von 11V angelegt bzw. miteinem Strom von 0,45 A betrieben. Innerhalb von 3s bilden sich auf der Glithwendel
die niederen Wolframoxide aus und die Glihlampen werden der MeBposition zugefihrt. Es erfolgt durch Auswaerteeinheiten der
Vergleich der Helligkeit der zu priifenden Gliihlampe und Vergleichslampe, wobei beide mit konstantem Strom von 0,45A
betrieben werden. crkennungsmerkmal fiir Gliihlampen mit Sauerstoffverunreinigungen ist das nicht Erveichen der Helligkeit
der Vergleichslampe.

Belsplel 3 )

Die Ausbildung der Oxidschicht wird wie im Beispiel 1 vorgenommen. Zur Ermittlung der Helligkeit der zu priifenden Glihlampe
wird diese mit konstanter Stromstérke von 0,45 A betrieben und der MeRwert durch Auswertesinheiten erfalt und gespeichert.
Danach erfolgt die Beseitigung der Oxidschicht durch Betreiben der Lampe oberhalb von 10V, vorzugsweise bei der
Priifspannung von 28V innerhalb einer Zeitspanne von maximal 2s. Die 2. Messung zur Ermittlung der Helligkeit erfolgt bei
gleicher konstanter Stromstérke von 0,45A, wie bei der 1. Messung. Die beiden untereinander abgeglichenen lichtelektrische
Empfénger miissen beibeiden Messungen die gleiche Richtung und Entfernung zur Gliihlampe besitzen, um Verfilschungen der
MeRergebnisse zu verhindern.
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